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Optimalne svetelné podmienky na pracoviskach z umelej osvetlovacej sustavy je
mozneé zabezpedit len vzajomnym zosuladenim a ovplyvhovanim ¢lankov retazca: umely
svetelny zdroj - svietidlo — pracovny priestor/technoldgia — ¢lovek.

Kvantitativne poziadavky na umelé osvetlenie pracovisk a pracovisk bez denneho
s prihliadnutim na trvanie pobytu zamestnancov na pracovisku alebo v jeho funkéne
vymedzenej Casti a na zrakové naroky pracovnych uloh (€innosti).

Pod pojmom udrZiavana osvetlenost E,, sa rozumie hodnota, pod ktori priemerna
osvetlenost danej plochy nema klesnut v dobe ked sa ma urobit udrzba osvetlovacej
sustavy [1].

Podrobnosti o poziadavkach na denné, umelé a zdruzené osvetlenie pracovisk
a pracovisk bez denného osvetlenia su ustanovené vo vyhlaske MZ SR ¢&. 541/2007 Z.z. [2]
v zneni vyhlasky MZ SR €. 206/2011 Z.z. [3] (dalej len ,vyhlaska®).

STRATY SVETELNEHO TOKU OSVETLOVACEJ SUSTAVY

Kazda umela osvetlovacia sustava od okamihu uvedenia do prevadzky sa postupne
znehodnocuje. Straty svetelného toku su spbésobené usadzovanim necistét na povrchu
svetelnych zdrojov ana optickych Castiach svietidiel a starnutim  svetelnych zdrojov
a svietidiel. K znizeniu osvetlenosti prispieva aj znedistenie svetelne aktivnych vnutornych
pléch (povrchov) pracoviska. Na obrazku 1 je znazornena zmena osvetlenosti v priebehu
prevadzky (zivota) umelej osvetlovacej sustavy [4].

Zmeny svetelného toku maju charakter vratnych a nevratnych zmien. Vratné zmeny sa
moézu zlepSit beznou (rutinnou) udrzbou, tzn. v plane udrzby sa zavedie cyklus Cistenia
svetelnych zdrojov a svietidiel vratane svetelne aktivnych vnutornych pléch priestoru.
Nevratné zmeny su vlastné osvetfovacej sustave a nedaju sa zlepSit beZnou udrzbou.
K nevratnym zmenam patri napr. starnutie a degradacia materialov (Zltnutie plastov, strata
odrazivosti hlinikovych prvkov a pod.).

Casovu stratu svetelného toku je nutné odhadnut uz v $tadiu projektovania umele;
osvetlovacej sustavy a do vypoCtu zahrnut korekciu“ vo forme udrziavacieho Cinitela.
Udrziavaci cCinitel  vyjadruje pomer udrziavanej osvetlenosti k zaciatoCnej osvetlenosti
(priemerna osvetlenost novej osvetlovacej sustavy) a zavisi od pracovnych charakteristik
svetelnych zdrojov a predradnikov, od druhu svietidiel, od stavu pracovného prostredia
a planu udrzby.
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Obr. 1 Zmena osvetlenosti v priebehu prevadzky osvetlovacej stistavy

UDRZIAVACI CINITEL

Udrziavaci Cinitel osvetfovacej sustavy MF (maintenance factor) sa sklada z tychto
ZloZiek:
- Cinitel poklesu svetelného toku zdrojov LLMF
- starnutie svetelnych &initela funk&nej spolahlivosti svetelnych zdrojov LSF
- Cinitela znecistenia svietidiel a starnutia materialov svietidiel LMF
- Cinitela znecistenia povrchov miestnosti — aktivnych pléch priestoru RSMF.

Celkovy udrziavaci Cinitel je nasobkom jednotlivych zloziek:
MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF

Metodicky navod na urcenie celkového udrziavacieho Cinitefa je uvedeny v dokumente
CIE 97:2005 [5].

Podla €l. 4.10 normy STN EN 12464-1:2011 [6] projektant umelej osvetlovacej sustavy
musi:
- urcit udrziavaci Cinitel a uviest zoznam vSetkych predpokladov pri stanoveni jeho
hodnoty,
- navrhnut osvetlovaciu sustavu, ktora je vhodna pre dané prostredie,
- pripravit komplexny plan udrzby, ktory obsahuje intervaly Cistenia svietidiel,
svetelné aktivnych ploch priestoru a vymeny svetelnych zdrojov.

Navrhovana osvetlovacia sustava, ako aj plan udrzby ma zabezpedit také svetelné
podmienky, aby poCas prevadzky osvetlovacej sustavy nedoSlo k vyraznému znizeniu
hodnoty celkového udrzZiavacieho Cinitela a tym k poklesu hodnoty priemernej osvetlenosti

alebo pravnych predpisoch.



UPLATNENIE UDRZIAVACIEHO CINITELA PRI NAVRHU OSVETLENIA

UZ pri navrhu umelej osvetlovacej sustavy sa ma zohladnit hodnota udrZiavacieho
Cinitefa, aby v Case planovanej udrzby sustavy nepoklesla osvetlenost na porovnavacej

fvove

rovine pod najnizSie pripustnd hodnotu udrziavanej osvetlenosti En . Priklad uplatnenia
udrziavacieho €initela pri navrhu osvetlovacej sustavy je na obrazku 2.

Vlastnosti mistnosti E|

Zakladni rozméry | Odraznosti povrch  Udrzba }

Udréovaci gintel Cistota prostfedi
* Pocitat dle nomy  Zadat ™ 1 velmi Sisté
f* 2 Zisté

Interval vimémny zdnoji [hodin] ¢ 3primamé
Interval Sisténi svitidel |12 > | [mésich] | ¢ 4zpinave
Interval obnovy povrchi |36 | [mésicd] | T 5 velmi Spinave
Funkéni spolehlivost 1.00 [-]

‘Wména zdroju
Udrzovaci Cinitel pFimy [-1] i* Individudlni

SniZeni odraznosti [-1 ™~ Skupinova

QK | Stomo ‘ Mapovéda

Obr. 2 Uplatnenie udrZiavacieho Cinitela pri navrhu osvetlenia

UPLATNENIE UDRZIAVACIEHO CINITELA PRI OBJEKTIVIZACII OSVETLENIA
MERANIM

Vplyv znecistenia svietidiel a povrchov odrazajucich svetlo a vplyv starnutia svetelnych
zdrojov na danom pracovisku v éase merania celkového umelého osvetlenia je zohladneny
v nameranych hodnotach osvetlenosti na porovnavacej rovine a tym aj v priemernej hodnote
osvetlenosti Epriem.

Vzhladom na skutoCnost, Ze od ¢asu merania az do €asu planovanej udrzby
(Cistenia svietidiel a svetelnych zdrojov alebo vymeny svetelnych zdrojov) nadalej dochadza
k poklesu svetelného toku sa pri objektivizacii, tzn. pri stanoveni posudzovanej hodnoty
priemernej osvetlenosti Egyiem Sa okrem hodnoty neistoty merania U v percentach ma
zohladnit aj hodnota udrziavacieho Cinitela

E . xUxMF kde U:1_U(%)

E :
priem 100

R,priem =

Z ustanovenia § 6 ods. 2 vyhlasky vplyva, Ze poziadavky na celkové osvetlenie
z umelej osvetlovacej sustavy pracoviska alebo jeho funk&ne vymedzenej Casti su splnené,
ak

E >E,,

R,priem



Pretoze obvykle nie je vypracovany plan pravidelnej udrzby osvetlovacej sustavy, je
naro¢né odhadnut hodnotu udrzZiavacieho Cinitefa od €asu merania do ¢asu pravidelnej
udrzby a jeho hodnota sa stanovuje kvalifikovanym odhadom.

ZAVER

Z uvedenych skutoCnosti vyplyva, ze uz v §tadiu projektovania umelej osvetlovacej
sustavy pracoviska sa ma zohladnit celkovy udrZiavaci Cinitel a v plane udrzby, ktory je
suCastou projektovej dokumentacie sa ma stanovit interval arozsah udrzby danej
osvetlovacej sustavy.

Prax vS8ak ukazuje, Ze pravidelnd udrzba sa podcefiuje a preto dochadza k
ekonomickym stratam spésobenych nevhodnymi svetelnymi podmienkami na pracoviskach,
ktoré vplyvaju na zrakovu Unavu a tym aj na nizSiu produktivitu a kvalitu prace.
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